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摘要(译)

根据本发明的气相沉积装置（ 50 ）是用于在成膜基板上形成膜的气相沉
积装置（ 60 ），包括：气相沉积源（ 91 ），其具有多个注入孔（ 92 
），气相沉积颗粒将从该注入孔注入成膜基板（ 60 ），多个喷射孔（ 
92 ）排列成一行或多行;蒸汽沉积坩埚（ 93 ），用于通过管道（ 94 ）
将气相沉积颗粒供应到气相沉积源（ 91 ），在多个喷射孔（ 92 ）的一
条线的一端所在的一侧连接到气相沉积源（ 91 ）的管子;移动装置，用
于相对于气相沉积源移动成膜基板（ 60 ）（ 91 ）;和旋转机构（ 100 
），用于旋转气相沉积源（ 91 ）。
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